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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 024

Laboratorium Metrologii
ul. Chtopickiego 50, 04-275 Warszawa

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Diugosé
Czujniki analogowe (0+10,0) mm 2,6 um S Procedura wewnetrzna
- dziatka elementarna 0,01 mm (0 + 25,0) mm 3,7 ym PP-LMM-15
Czujniki analogowe (0+1,0) mm 2,0 ym S Metoda posrednia
- dziatka elementarna 0,001 mm (0+5,0)mm 3,5um
Czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem (-1+1)mm 2,6 ym S
Czujniki cyfrowe (0+12,7) mm 8,8 um S Procedura wewnetrzna
- rozdzielczos¢ 0,01 mm (0 + 25,4) mm 8,8 uym PP-LMM-15
Czujniki cyfrowe (0+12,7) mm 2,1 pm S Metoda posrednia
- rozdzielczo$¢ 0,001 mm (0+25,4) mm 3,4 um
Gtebokosciomierze mikrometryczne (0 + 50) mm 2,1 pm S Procedura wewnetrzna
(50 = 100) mm 3,2um PP-LMM-10
Metoda bezposrednia
Gtebokosciomierze suwmiarkowe (0 +200) mm 0,01 mm S Procedura wewnetrzna
(0 + 600) mm 0,02 mm PP-LMM-08
Metoda bezposrednia
Mikrometry zewnetrzne (0 + 50) mm 2,1 pm S Procedura wewnetrzna
(50 + 100) mm 3,2pum PP-LMM-09
(100 + 150) mm 4,4 ym
(150 + 200) mm 5,7 um Metoda bezposrednia
(200 + 250) mm 7,0 ym
(250 + 300) mm 8,3 um
(300 + 350) mm 9,7 um
(350 + 400) mm 11 um
(400 + 450) mm 12 pm
(450 + 500) mm 14 ym
Mikrometry z wbudowanym czujnikiem (25 + 50) mm 1,6 ym S Procedura wewnetrzna
(50 + 100) mm 2,9 ym PP-LMM-13
Metoda bezposrednia
Ptaskoréwnolegte plytki interferencyjne S Procedura wewnetrzna
- odchylenie od dtugosci nominalnej (15 +70) mm 0,36 ym PP-LMM-22
Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych
Plytki wzorcowe klasy (0, 1, 2) (0,5+100) mm S Procedura wewnetrzna
- stalowe /0,072 +1,08212 um PP-LMM-01
w oparciu o
- ceramiczne 1/0,08 +1,44%12 ym PN-EN ISO 3650:2000
. » Metoda poréwnawcza
|, - mierzona dlugos¢ z zastosowaniem plytek
wyrazona w m wzorcowych oraz
komparatora
dwuczujnikowego
Plytki wzorcowe klasy (0, 1, 2) (125 + 500) mm S Procedura wewnetrzna

- stalowe

- ceramiczne

0172 +110%17 ym
/0167 +1,44%12 ym

| - mierzona dtugos$¢
n

wyrazona w m

PP-LMM-02
w oparciu o
PN-EN ISO 3650:2000

Metoda poréwnawcza
z zastosowaniem plytek
wzorcowych oraz optime-
tru

Wersja strony A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 024

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Sprawdziany specjalne (0 +200) mm 0,03 mm S Procedura wewnetrzna
(0 +500) mm 0,04 mm PP-LMM-30
(0 +1000) mm 0,05 mm
Pomiar
(wymiary zewnetrzne
i wewnetrzne)
Metoda bezposrednia
Przyrzady do pomiaru odlegtosci (1330 + 1465) mm 0,20 mm S Procedura wewnetrzna
wewnetrznych ptaszczyzn két PP-LMM-19
zestawow kotowych
Metoda bezposrednia
Przyrzady do pomiaru srednicy okregu (800 + 1050) mm 0,04 mm S Procedura wewnetrzna
tocznego kot zestawow kotowych PP-LMM-18
Metoda bezposrednia
Przyrzady do pomiaru wysokosci osi (900 + 1150) mm 0,40 mm S Procedura wewnetrzna
zderzaka nad gtéowka szyny PP-LMM-20
Metoda poréwnawcza
Suwmiarki (0 +200) mm 0,01 mm S Procedura wewnetrzna
(0 + 625) mm 0,02 mm PP-LMM-06
(0 +1000) mm 0,03 mm
Metoda bezposrednia
Przyrzady suwmiarkowe specjalne S Procedura wewnetrzna
- wysokos¢ obrzeza Oy (0 +45) mm 0,07 mm PP-LMM-17
- szerokos$¢ obrzeza Oq4 (0 +45) mm 0,07 mm
- stromos¢ obrzeza gr (0+25)mm 0,13 mm Metoda bezposrednia
Szczelinomierze (0,03 + 2) mm 0,6 pm S Procedura wewnetrzna
PP-LMM-14
Metoda poréwnawcza
Toromierze S Procedura wewnetrzna
- szerokos¢ toru (1415 + 1470) mm 0,20 mm PP-LMM-23
- przechytka toru (-140 + 140) mm 0,50 mm
Metoda poréwnawcza
Transametry (25 + 50) mm 1,6 um S Procedura wewnetrzna
(50 + 100) mm 2,9 ym PP-LMM-12
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem ptytek
wzorcowych
Wysokosciomierze suwmiarkowe (0 +200) mm 0,01 mm S Procedura wewnetrzna
(0 + 600) mm 0,02 mm PP-LMM-07
Metoda bezposrednia
z zastosowaniem plytek
wzorcowych
Wzorce nastawcze do wymiaréw (0 +100) mm 2,6 ym S Procedura wewnetrzna
zewnetrznych (100 + 250) mm 2,7 ym PP-LMM-03
(250 + 500) mm 4,2 ym
(500 + 650) mm 5,2 ym Metoda bezposrednia z
(650 + 800) mm 6,1 um zastosowaniem maszyny
(800 + 1000) mm 7,5 ym diugosciowej
(1000 + 1350) mm 9,8 um
(1350 + 1550) mm 11,1 ym
(1550 + 1750) mm 12,5 pm
(1750 + 2000) mm 14,2 ym
(2000 + 2500) mm 17,5 um
(2500 + 3000) mm 20,9 ym

Wersja strony: A
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PCA

Zakres

akredytacji Nr AP 024

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Dilugos¢ (geometria powierzchni)
Ptaskie ptytki interferencyjne Srednica (0 + 100) mm 0,04 pm S Procedura wewnetrzna
PP-LMM-05
Metoda posrednia
z zastosowaniem plytek
interferencyjnych
Ptaskoréwnolegte ptytki interferencyjne (0 +100) mm S Procedura wewnetrzna
- odchylenie od ptaskosci 0,10 ym PP-LMM-22
- odchylenie od réwnolegtosci 0,14 ym
Metoda posrednia
z zastosowaniem plytek
interferencyjnych
Napigcie DC
Kalibratory 100 pv + 100 mV 0,0011 % + 1 pv S Procedura wewnetrzna
Zasilacze 100mV+1V 0,0015 % + 2,5 pv PP-LME-04
(1+10)V 0,0015 % + 15 pv
(10 = 100) V 0,004 % + 0,6 mV
(100 + 1000) V 0,004 % + 6 mV
Multimetry 0 pv 0,5 pv S Procedury wewnetrzne
Mierniki napigcia analogowe i cyfrowe 100 pV + 220 mV 0,0009 % + 0,5 pVv PP-LME-03
Sondy napieciowe 220 mV+2,2V 0,0008 % PP-LME-04
(2,2+22)V 0,0005 %
(22 +220) V 0,0007 %
(220 + 1100) V 0,0008 %
Prad DC
Kalibratory (1+10) pA 0,005 % + 0,4 nA S Procedura wewnetrzna
Zasilacze (10 +100) A 0,006 % + 1,2 nA PP-LME-04
100 pA + 1 mA 0,006 % + 0,012 pA
(1+10) mA 0,006 % + 0,12 pA
(10 +100) mA 0,013 % + 3,8 pA
100mA+1A 0,04 % + 0,064 mA
(1+3)A 0,04 % + 0,21 mA
(3+10)A 0,13 % + 4,5 mA
Mierniki cegowe 0 pA 6,9 nA S Procedura wewnetrzna
(1 +220) pA 0,004 % + 6 nA PP-LME-04
220 pA +2,2mA 0,002 % + 0,06 pA
(2,2+22) mA 0,0034 % + 0,05 pA
(22 +220) mA 0,0047 % + 0,7 pA
220 mA+22A 0,008 % + 0,012 mA
(2,2+20)A 0,012% + 0,002 A
(20 = 100) A 0,7% + 0,14 A
(100 + 2500) A 0,7 % + 0,84 A
Multimetry 0 pA 6,9 nA S Procedury wewnetrzne
Mierniki pradu analogowe i cyfrowe (1 +220) pA 0,004 % + 6 nA PP-LME-03
220 yA + 2,2 mA 0,002 % + 0,06 pA PP-LME-04
(2,2+22) mA 0,0034 % + 0,05 pA
(22 +220) mA 0,0047 % + 0,7 pA
220 mA+22A 0,008 % + 0,012 mA
(2,2+20)A 0,012% + 0,002 A
(20 + 100) A 0,012% + 0,01 A

Wersja strony: A
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PCA

Zakres

akredytacji Nr AP 024

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Napigcie AC
Kalibratory 10 Hz + 20 kHz S Procedura wewnetrzna
Zasilacze (1+100) mV 0,034 % + 0,035 mV PP-LME-04
100mv=+1V 0,031 % + 0,38 mV
(1+10)V 0,031 % + 3,8 mV
(10 +100) V 0,031 % + 0,038 V
(100 = 700) V 0,029 % + 0,28 V
(20 + 50) kHz
(1+100) mV 0,1 % + 0,058 mV
100mvV+1V 0,098 % + 0,64 mV
(1+10)V 0,098 % + 6,4 mV
(10 +100) V 0,098 % + 0,064 V
(100 = 700) V 0,094 % + 0,47 V
(50 + 100) kHz
(1+100) mV 0,6 % + 0,093 mV
100mv+1V 0,6% +1mV
(1+10)V 0,6 % + 0,01V
(10 +100) V 0,6 %+ 0,10V
(100 + 700) V 0,6 % +0,75V
Mierniki napiecia analogowe i cyfrowe 40 Hz + 20 kHz S Procedury wewnetrzne
Multimetry (1+2,2) mv 0,0083 % + 4 pv PP-LME-03
Sondy napigciowe (2,2 +22) mvV 0,005 % + 8 v PP-LME-04
(22 + 220) mVv 0,005 % + 7 pv
220 mV 2,2V 0,004 % + 0,011 mV
(2,2+22)V 0,0042 % + 0,05 mV
(22 +220) V 0,0052 % + 0,6 mV
(20 + 50) kHz
(1+22) mv 0,02 % + 4 uyv
(22 + 220) mV 0,012% + 7 pv
220 mV+22V 0,0061 % + 0,02 mV
(2,2+22)V 0,007 % + 0,02 mV
(22 +220) V 0,008 % + 1 mV
(50 + 100) kHz
(1+22) mv 0,05 % + 5 uv
(22 + 220) mV 0,031 % + 17 pv
220 mV +2,2V 0,0081 % + 0,032 mV
(2,2+22)V 0,0083 % + 0,2 mV
(22 +220) V 0,015 % +2,6 mV
(100 + 300) kHz
(1+22)mvV 0,11 % + 0,01 mV
(22 + 220) mV 0,065 % + 0,02 mV
220 mV +2,2V 0,033 % + 0,08 mV
(2,2+22)V 0,025 % + 0,6 mV
(22 +220) V 0,09 % + 16 mV
(40 + 50) Hz

(220 + 1100) V

50 Hz + 1 kHz
(220 = 1100) V

(1 +20) kHz
(220 = 1100) V

(20 + 50) kHz
(220 = 1100) V

(50 + 100) kHz
(220 + 1100) V

0,03 % + 0,016 V

0,007 % + 0,004 V

0,024 % + 0,46 V

0,053 % + 0,78 V

0,036 % +1,8V

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 024
. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Prad AC
Kalibratory 10 Hz + 2 kHz S Procedura wewnetrzna
100 pA + 1 mA 0,053 % + 0,4 pA PP-LME-04
(1+10) mA 0,054 % + 4 A
(10 +100) mA 0,054 % 0,04 mA
100mA+1A 0,18 % 0,51 mA
(1+3)A 0,14 % + 2,6 mA
(3+10)A 0,38 % + 8,3 MA
(2 + 5) kHz
100 pA =1 mA 0,066 % + 0,4 pA
(1+10) mA 0,066 % + 4 pA
(10 = 100) mA 0,066 % + 0,04 mA
100mA+1A 0,96 % + 0,51 mA
(1+3)A 0,93 % + 2,6 MA
(3+10) A 0,93 % + 8,2 mA
(5 + 10) kHz
100 pA + 1 mA 0,066 % + 0,4 pA
(1+10) mA 0,066 % + 4 pA
(10 = 100) mA 0,0045 % + 8 pA
100mA+1A 0,0045 % + 0,08 mA
(1+3)A 23%+2,1mA
(3+10) A 2,3% + 8,2 mA
Mierniki cegowe 40 Hz + 1 kHz S Procedura wewnetrzna
(1+220) pA 0,01 % + 0,008 pA PP-LME-04
220 pA +2,2 mA 0,0091 % + 0,06 pA
(2,2 +22) mA 0,01 % + 0,35 pA
(22 + 220) mA 0,01 % + 2,4 pA
220 mA+22A 0,024 % + 0,04 mA
(1 +5) kHz
(1 +220) pA 0,028 % + 0,012 pA
220 pA +2,2 mA 0,02 % + 0,12 pA
(2,2 +22) mA 0,02 % + 0,55 pA
(22 + 220) mA 0,02 % + 3,6 pA
220 mA+22A 0,045 % + 0,08 mA
(10 + 850) Hz
(2,2+20) A 0,009 % + 0,5 MA
(20 + 120) A 0,009 % + 2,4 mA
850 Hz + 5 kHz
(2,2+20)A 0,04 % + 0,84 mA
(20 +120) A 0,04 % + 4,8 mA
(10 + 300) Hz
(120 + 500) A 0,7 % + 0,14 A
(500 + 3000) A 0,7 % + 0,84 A
300 Hz + 1 kHz
(120 + 500) A 0,7 % + 0,14 A
(500 + 1000) A 0,7 % + 0,84 A
(1 + 3) kHz
(120 + 300) A 0,8%+0,2A

Wersja strony: A

Wydanie nr 20, 04.12.2023 r. 6/10



PCA

Zakres akredytacji Nr AP 024

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Mierniki pradu analogowe i cyfrowe 40 Hz + 1 kHz S Procedura wewnetrzna
Multimetry (1+220) pA 0,01 % + 0,008 pA PP-LME-03
220 pA +2,2 mA 0,0091 % + 0,06 A PP-LME-04
(2,2+22) mA 0,01 % + 0,35 pA
(22 + 220) mA 0,01 % + 2,4 A
220 mA+22A 0,024 % + 0,04 mA
(1+5)kHz
(1+220) pA 0,028 % + 0,012 pA
220 pA +2,2mA 0,02 % + 0,12 pA
(2,2+22) mA 0,02 % + 0,55 pA
(22 + 220) mA 0,02 % + 3,6 A
220 mA+22A 0,045 % + 0,08 mA
(10 = 850) Hz
(2,2 +20) A 0,009 % + 0,5 mA
(20 +120) A 0,009 % + 2,4 mA
850 Hz + 5 kHz
(2,2+20) A 0,04 % + 0,84 mA
(20 +120) A 0,04 % + 4,8 MA
Rezystancja DC
Boczniki (1+100) uQ 0,2 pQ S Procedura wewnetrzna
Rezystory state i regulowane 100 uQ + 1 mQ 0,2 % PP-LME-01
(1+10) mQ 0,037 %
(10 +100) mQ 0,028 %
100 MQ+1Q 0,065 %
(1+10)Q 0,0035 % + 0,06 mQ
(10 +100) Q 0,0031 % + 0,46 mQ
100 Q + 1 kQ 0,0024 % + 3,8 mQ
(1+10) kQ 0,0031 % + 0,038 Q
(10 +100) kQ 0,0031 % + 0,39 Q
100 kQ +1 MQ 0,003 % +5,1Q
(1+10) MQ 0,022 % + 0,13 kQ
(10 = 100) MQ 0,024 %
100 MQ +1 GQ 0,06 %
(1+10) GQ 0,45 %
Kalibratory 0,01 =1)Q 0,0035 % + 0,06 mQ S Procedura wewnetrzna
(1+10)Q 0,0035 % + 0,06 mQ PP-LME-04
(10 +100) Q 0,0031 % + 0,46 mQ
100 Q +1 kQ 0,0024 % + 3,8 mQ
(1+10) kQ 0,0031 % + 0,038 Q
(10 + 100) kQ 0,0031 % + 0,39 Q
100 kQ +1 MQ 0,003 % + 5,1 Q
(1+10) MQ 0,022 % + 0,13 kQ
(10 +100) MQ 0,23 % + 3,9 kQ
100 MQ +1 GQ 1,03 % + 0,13 MQ
Mierniki rezystancji analogowe i cyfrowe (1+100) pQ 0,2 uQ S Procedury wewnetrzne
Multimetry 100 pQ + 1 mQ 0,2 % PP-LME-04
(1+10) mQ 0,037 % PP-LME-03
(10+100) mQ 0,028 %
100mQ+1Q 0,065 %
(1+10)Q 0,0035 % + 0,06 mQ
(10 +100) Q 0,0031 % + 0,46 mQ
100 Q +1 kQ 0,0024 % + 3,8 mQ
(1+10) kQ 0,0031 % + 0,038 Q
(10 +100) kQ 0,0031 % + 0,39 Q
100 kQ + 1 MQ 0,003 % + 5,1 Q
(1+10) MQ 0,022 % + 0,13 kQ
(10 +100) MQ 0,024 %
100 MQ +1 GQ 0,06 %
(1+10) GQ 0,12 %
(10 =+ 100) GQ 0,5 %

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 024

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Rezystancja AC
Boczniki 40 Hz + 1 kHz S Procedury wewnetrzne
Mierniki rezystancji cyfrowe 1mQ+1Q 0,21 % PP-LME-04
Mostki 10+1MQ 0,02 % PP-LME-01
Rezystory state i regulowane
1 kHz
1mQ+1Q 0,19 %
(1+10)Q 0,06 %
10 Q + 100 kQ 0,03 %
100 kQ +1 MQ 0,04 %
(1+10) MQ 0,13 %
Pojemnos¢
Kondensatory wzorcowe state i 1 kHz S Procedura wewnetrzna
regulowane 10 pF 0,2 % PP-LME-02
(20 + 50) pF 0,1%
(50+ 100) pF 0,06 %
100 pF+ 10 uF 0,02 %
(10 +100) pF 0,04 %
(100 + 1200) pyF 0,3 %
400 Hz
(10 =+ 50) pF 0,9%
50 pF + 1 nF 0,2%
40 Hz + 1 kHz
1nF 0,21%
10 nF+ 100 pF 0,06%
(100 + 1200) pyF 0,3 %
Mostki, 1 kHz S Procedura wewnetrzna
Mierniki pojemnosci (50 = 100) pF 0,06% PP-LME-04
Multimetry 100 pF + 10 uF 0,02%
(10 +100) pF 0,04 %
(100 + 1200) pF 0,3 %
400 Hz
50 pF + 1 nF 0,2 %
40 Hz + 1 kHz
1nF 0,21 %
10 nF + 100 pF 0,06 %
(100 + 1200) pF 0,3 %
Indukcyjnosé
Cewki wzorcowe state i regulowane 1 kHz S Procedura wewnetrzna
(10 +100) pH 0,6% PP-LME-02
100 pH +1 mH 0,07 %
1mH+65H 0,03 %
40 Hz + 1 kHz
(1+10) mH 0,6 %
(10 +100) mH 0,1%
100 mH + 65 H 0,07 %
Mostki 1 kHz S Procedura wewnetrzna
Mierniki indukcyjnosci (10 +100) uH 0,6 % PP-LME-04
100 pH + 1 mH 0,13%
1mH+15H 0,07%
40 Hz + 1 kHz
(1+10) mH 0,6 %
(10 +100) mH 0,1%
100 mH+15H 0,07 %
Moc AC
Mierniki mocy czynnej analogowe i cyfrowe | 40 Hz + 500 Hz S Procedury wewnetrzne
jednofazowe PF=1 PP-LME-03
1,3V +750V PP-LME-04
0,005 A + 150 A
6,5 mW + 112,5 kW 0,15 %

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 024

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru Mlej_sce Metoda pomiarowa
dziat.

dla CMC
Czestotliwosc
Kalibratory 1Hz + 1kHz 0,004 % S Procedury wewnetrzne
Mierniki czestotliwosci analogowe 1 kHz + 130 MHz 0,001 % PP-LME-03
i cyfrowe PP-LME-04
Multimetry

Wersja strony: A

Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udzialu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach niepewnos$¢ pomiaru dla CMC
wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 024

Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 024

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 04.12.2023 .
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